
要 約 書

ウエハ上へのチタン（Ｔｉ）系反応生成物起因による異物付着を防止しうる真空処

理方法を提供する。真空容器内部の処理室内に配置され、チタン（Ｔｉ）含有膜を持

つウエハが載置される試料台と、前記処理室内にプラズマを形成するための高周波電

力が供給されるコイルと、前記試料台上面に載せられた前記ウエハを加熱するために

電磁波を放射する加熱装置と、とを備えたプラズマ処理装置に適用できる真空処理方

法は、チタン（Ｔｉ）含有膜をエッチングする工程と、三フッ化窒素(ＮＦ３)ガスとア

ルゴンガスと塩素ガスの混合ガスを用いて前記処理室内をクリーニングする工程とを

有する。
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